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NUBIC知的財産情報の要約をお届けいたします。
尚，NUBICベンチャークラブ特別会員，一般会員にはすでにお知らせしています。

LFプラズマジェット生成方法とLFプラズマジェット生成装置表 題

大気圧中での窒化材料生成や炭素系皮膜形成のためのプラズマ源適用製品

一般にヘリウムのみで放電可能とされたLFジェットを他のガスにも適用し，幅広い応用に

適するプラズマ源を提供する。

目 的

大気圧中で簡便にプラズマジェットを生成できるLFジェットはヘリウムを動作ガスとして液

中殺菌、ナノ粒子合成、バイオマテリアル表面処理などに応用されてきたが、他のガスに

おいては放電が安定せず、実用化はされていなかった。

本発明では、新たな予備電離方法を開発することで、アルゴン等大気圧中で電離エネ

ルギーの高いガスについてLFジェットの形成を可能とし、応用範囲を広げることに成功し

た。
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